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   Ｃ２２Ｃ   5/06     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/14     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ    5/06     　　　Ｚ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ    5/00     　　　Ｆ
   Ｃ２３Ｃ   14/14     　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ   14/34     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ    1/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月10日(2015.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられ、反射膜および／または透過膜、もしくは電気配線および／または電
極に用いられるＡｇ合金膜であって、
　前記Ａｇ合金膜は、Ａｕ、およびＰｔよりなる群から選択される少なくとも一種の元素
を０．１～１．５原子％と；Ｌａ、Ｇｄ、およびＣｅよりなる群から選択される少なくと
も一種、Ｂｉ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を０．０２～
１．５原子％と；を含み、残部はＡｇおよび不可避不純物からなることを特徴とするＡｇ
合金膜。
【請求項２】
　更に他の元素として、Ｍｇ、Ｃｕ、Ｇｅ、ＩｎおよびＣａよりなる群から選択される少
なくとも１種の元素を０．１～２．０原子％含有する請求項１に記載のＡｇ合金膜。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のＡｇ合金膜の形成に用いられるスパッタリングターゲットで
あって、
　Ａｕ、およびＰｔよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を０．１～１．５原
子％と；Ｌａ、Ｇｄ、およびＣｅよりなる群から選択される少なくとも一種、Ｂｉ、およ
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びＺｎよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を０．１～１．５原子％と；を含
み、残部はＡｇおよび不可避不純物からなることを特徴とするＡｇ合金スパッタリングタ
ーゲット。
【請求項４】
　更に他の元素として、Ｍｇ、Ｃｕ、Ｇｅ、ＩｎおよびＣａよりなる群から選択される少
なくとも１種の元素を０．１～２．０原子％含有する請求項３に記載のＡｇ合金スパッタ
リングターゲット。
【請求項５】
　請求項１または２に記載のＡｇ合金膜の形成に用いられるＡｇ合金フィラーであって、
　Ａｕ、およびＰｔよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を０．１～１．５原
子％と；Ｌａ、Ｇｄ、およびＣｅよりなる群から選択される少なくとも一種、Ｂｉ、およ
びＺｎよりなる群から選択される少なくとも一種の元素を０．０２～１．５原子％と；を
含み、残部はＡｇおよび不可避不純物からなることを特徴とするＡｇ合金フィラー。
【請求項６】
　更に他の元素として、Ｍｇ、Ｃｕ、Ｇｅ、ＩｎおよびＣａよりなる群から選択される少
なくとも１種の元素を０．１～２．０原子％含有する請求項５に記載のＡｇ合金フィラー
。
【請求項７】
　Ａｇ合金ナノ粒子からなる請求項５または６に記載のＡｇ合金フィラー。
【請求項８】
　請求項１または２に記載のＡｇ合金膜を有する電子デバイス。
【請求項９】
　請求項１または２に記載のＡｇ合金膜を有する電磁波吸収体。
【請求項１０】
　請求項１または２に記載のＡｇ合金膜を有する帯電防止フィルム。
【請求項１１】
　請求項１または２に記載のＡｇ合金膜を有する減光フィルムまたは断熱フィルム。
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